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Syfte

Kursens syfte dr att studenterna, efter avslutad kurs, ska ha tillignat sig fordjupade
kunskaper i framstillning och karakterisering av komponenter pa nanometerskalan,
avsedda att anvindas sivil inom nanoelektronik som inom livsvetenskaperna. Fokus
kommer att ligga pA moderna material- och processtekniker som idag anvinds inom
nanoteknologin, sasom elektronstralelitografi, svepelektronmikroskopi, etsning, m.m. I
den laborativa delen av kursen kommer studenterna, i ett projektarbete, att ha tillging till
ett modernt renrum och dir tillverka komponenter m. h. a. de olika processtekniker som

namnts ovan.

Arbete med strukturer pi nanometerskala sker i en ren och dammfri milj6, dérfor ar
arbetsmetodik och sikerhetsfragor i renrum viktiga inslag i kursen.

Mal
Kunskap och forstielse
For godkind kurs skall studenten

« kunna forklara och beskriva olika processtekniker samt hur de kan realiseras inom
nanoteknologiomridet

+ kunna redogora f6r hur ett renrum ir uppbyggt

- kunna férklara vikten av arbetsmetodik i ett renrum.



Firdighet och formdga
For godkind kurs skall studenten

« kunna sjilvstindigt utféra avancerad processning i renrumsmiljo

« kunna designa enklare komponenter och skriva ett detaljerat processflode f6r dess
tillverkning

« kunna skriva vilstrukturerade tekniska rapporter om halvledarprocessning

+ kunna presentera resultat for kollegor.

Virderingsformdga och forhillningssirt
Fér godkind kurs skall studenten

« kunna visa insikt om att det ir nédvindigt med renrum och en god renrumsdisciplin for
att dverhuvudtaget kunna tillverka komponenter och kretsar pa nanoskalan.

Kursinnehall

Kursen innehaller tvi delar:

Foreldsningarna borjar med grundliggande renrumsdesign, klassificering av
renrumsstandarder, olika killor till partikelfororeningar samt luftfléden och luftfiltrering i
renrum. Olika typer av renrum diskuteras med fokus pa halvledar- och
nanotekniktillimpningar. Hantering av kemikalier och sikerhetsaspekter av
laboratoriearbete kommer att behandlas i samband med de praktiska évningarna i
renrum.

Under den andra och viktigaste delen av foreldsningarna kommer olika metoder for
litografibaserad nanoframstillning att diskuteras i detalj. I synnerhet kommer
foreldsningarna att omfatta elektronstrallitografi, fokuserade jonstralar, nanoimprint och
metoder for self-assembly i samband med moderna metoder for nanoframstillning. Aven
de vanligaste stegen i tillverkningen av nanostrukturer och enheter, som t.ex. lift-off,
etsning och deponering, kommer att presenteras. Dessa kunskaper kommer sedan att

tillimpas direkt senare i den laborativa delen av kursen.

Kursens examination
Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkind, Tre, Fyra, Fem)

Prestationsbedémning: Examination sker skriftligt i form av tentamen i mitten av kursen
och genom laborationer och projektarbete under kursens gang. For studerande som e¢j
godkints vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfille under schemalagd
omtentamensperiod. Laborationerna och kursprojektet méste godkinnas for att kursen
ska kunna slutféras med framgang. Nirvaro vid forsta foreldsningen ir obligatoriske for
att fa dilleride till kursen.

Om s krivs for att en student med varaktig funktionsnedsittning ska ges ett likvirdigt
examinationsalternativ jimfort med en student utan funktionsnedsittning, si kan
examinator efter samrdd med universitetets avdelning for pedagogiskt stéd fatta beslut om

alternativ examinationsform for berérd student.

Delmoment



Kod: 0123. Benimning: Skriftlig tentamen.
Antal hogskolepoing: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedomning: Godkiind tentamen.

Kod: 0223. Benimning: Projekt.
Antal hogskolepoing: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedémning: Godkint projekt.

Antagningsuppgifter
Forkunskapskrav:

« FFFF10 Process- och komponentteknologi

Begrinsat antal platser: 12
Urvalskriterier: Avklarade hdgskolepoing inom programmet. Fortur ges till studenter vars

program har kursen listad i liro- och timplanen

Kurslitteratur

« Féreldsningsmaterial och review artiklar (distribueras under kursen).

« Zheng Cui: Nanofabrication, Principles, capabilities and limits. Springer, 2017, ISBN:
978-3-319-39359-9, 978-3-319-39361-2 (eBook).

+ W. Whyte: Cleanroom Technology, Fundamentals of Design, Testing and Operation.
John Wiley and sons, 2001, ISBN: 0 471 86842 6.

Kontaktinfo och dvrigt

Kursansvarig: Docent Ivan Maximov, ivan.maximov@ftf.lth.se

Hemsida:
heep://www.fif.lth.se/education/quick-links-to-course-pages/fffn01-advanced-processing-o
f-nanostructures/

Ovrig information: Nirvaro vid forsta forelisningen ir obligatoriske for art fi tilltride till

kursen.
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